
３次元形状計測手法の開発 
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(A) トップダウン像 (B) 10°傾斜像 

図 4 T-MOL による傾斜観察像(白線：300nm) 
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図 2 八極子偏向器外観 
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図 3 シミュレーションと実験結果の比較 



3.３次元計測アルゴリズムの開発 

CD-SEM

3.1 ステレオスコピー法 
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図 6 ステレオスコピー法の原理 



3.2 画像のキャリブレーション 

図 8 CD-SEM画像による測定
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3.3 ステレオマッチング 

図 7 CD-AFM による試料測定 
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3.4 計測結果 

CD-SEM 2

1

1 2

159092 157987

(deg) 2.55 6.12

表１：ｷｬﾘﾌ ﾚ゙ｰｼｮﾝ後の倍率，傾斜角度

CD-AFM CD-SEM

(T-MOL)

(nm) 336.0 333.6 2.4

(deg) 88.2 88.0 0.2

表 2：計測結果 
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4．まとめ 
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